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PSA 공정을 이용한 CF4 적정농축공정 특성 연구 

장현성1,2, 김원식1, 조동우1, 정태성1, 박종기1, 박종호1,†

1한국에너지기술연구원; 2충남대학교

(jongho@kier.re.kr†)

반도체 제조 공정에는 여러가지 가스를 사용하는데 이들 가스 중 PFCs

(PerFluoroCompounds)의 SF6와 CF4는 지구온난화에 악영향을 끼치고 있다. 일부의 경우 비

활성 가스로 오존층에 파괴되지 않으며 화학적, 물리적으로 안정성이 높아 대기 중 체류 시간

도 상당히 길다. 현재 온난화로 인한 피해가 세계적으로 속출하고 있다. 세계 각국이 온실가스 

배출권 거래 제도를 도입을 통한 온실가스 배출 감소를 목표로 하고 있으며 배출량 저감 및 처

리가 반도체 산업계의 가장 큰 환경 문제로 대두되고 있다. PFCs의 제거기술로는 연소 열분

해법과 저압 플라즈마를 이용한 분해법 등이 있지만 가스처리와 에너지 효율을 높이기 위해

선 저농도의 PFC를 효과적으로 고농도로 높여야 주는 작업이 선행되어야 한다. 저농도의 기

체를 농축, 회수하는 방법으로는 흡찹과 막분리이 있다. 본 연구에서는 취급이 용이하고 흡착

제가 저렴하며 높은 제거 효율을 보이는 활성탄을 이용한 흡착법과 흡착공정 중 PSA

(Pressure Swing Adsorption) 공정을 이용하여 연소 전 CF4의 농도를 적정 농축시켜 소각에 

필요한 에너지를 절감시키고자 한다. 이에 흡착제의 흡착 등온선을 측정을 하였으며, 이를 바

탕으로 고정탑에서의 파과실험을 통하여 활성탄을 선정하였다. 3탑에서 PSA(Pressure 

Swing Adsorption) 공정을 수행하여 최적의 운전 조건을 찾는 연구를 하였다.  
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